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Abstract of EP1 065521 

The space within a room under surveillance is illuminated by a light source (1) that generates light from a 
series of point sources. The lighting pattern can be varied by a number of movable apertures at the light 
source output. Images are obtained by a digital camera (2) that may be operated in synchronism with the 
lighting. The image data is compared with reference data to detect motion or changes. 
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(54) Optoelektronlsches Uberwachungssystenn 

(57) Es wir ein optoelektronlsches UbenArachungs- 
system zur Erlassung eines zu Qbenvachenden Raunn- 
berelchs mit nnlndestens einem Bildgeber beschrleben, 
der eln aus einer Anzahl von in einer FlSche angeordne- 
ten Bildpunkten enthaltendes Bild erzeugt Das Uber- 
wachungssystem umfaBt weiterhln eine Beleucht- 
ungseinrichtung, die eine aus Lichtpunkten gebildete 



Linie erzeugt, und eine Auswerteelnheit, die das vom 
Bildgeber ertaBte Bild mit einem Referenzbild ver- 
gleicht Die Beleuchtungseinrichtung beieuchtet den zu 
Oberwachenden Raumbereich nach einem komplexen 
Beleuchtungsmuster mit mindestens einer zumindest 
teilweise von einer Geraden abweichenden Linie. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein opto- 
elektronisches Oberwachungssystem zur Erfassung 
eines zu uberwachenden Raumbereichs. 
[0002] Es ist hiufig wQnschenswert, kontroliieren 
zu kdnnen, ob slch in einem bestimmten Raumbereich 
Personen, Gegenstande Oder sonstige Objekte befln- 
den. Daneben besteht ein Bedurfnis, insbesondere in 
slcherheltsrelevanten Uberwachungsbereichen, wie 
z.B. dem Eingangsberelch eInes Aufzuges, aus GrOn- 
den des Personenschutzes die kon^ekte Position von 
Personen oder GegenstSnden zu emirtteln. 
[0003] Es ist grunds&tzlich bekannt, zu derartigen 
Kontroll- oder Sicherungszwecken automatische Sen- 
sorsysteme zu verwehden. So ist beispielsweise aus 
der Druckschrift EP 902 402 A2 ein optisches Ubenva- 
chungssystem bekannt, bei dem in einem bestimmten 
Raumbereich mit einer Kamera ein digitales Bild 
erzeugt wird und die Grauwerte des aktuellen Bildes mit 
den Grauwerten eines Referenzbildes in einer Auswer- 
teeinheit pixeiweise verglichen und das Ergebnis aus- 
gewertet wird. 

[0004] Dieses und andere herkdmmiiche Ubenva- 
chiungssysteme liaben jedoch den Nachteil, daB ledig- 
lich der Boden Oder der bodennalie Bereich des 
ubenwachenden Raumes erfaBt werden kann. Ein wei- 
terer Naciitel) herkdmmlicher Ubenvaciiungssysteme 
besteht darin, daB die Kamera und die Lichtquelle von- 
einander beabstandet und in einem bestimmten Winkel 
zueinanderangeordnet sein mOssen, was Verbindungs- 
leitungen sowie eine exakte und damit aufwendige 
installation der einzeinen Bauteile erforderlich macht 
Die bekannten Oberwachungssysteme haben femer 
den Nachteil, daB dabei der Boden des zu uberwachen- 
den Bereiches auf einfache Weise fiSchig ausgeleuch- 
tet wird, so daB autgrund der vieltachen Reflexions- 
m6gi{chkeiten die Zuverl^sigkeit der Uberwachungs- 
f unktion beeintrSchtigt wird. 

[0005] Andere bekannte Oben/vachungssysteme 
beleuchten den zu Qberwachenden Raumbereich ledig- 
lich mit einer einfachen geraden Llnie, die parallel zu 
der Verbindungsachse zwischen der Lichtquefle und 
der Kamera verlfiuft Mit einer soichen Beteuchtung 
ergibt sich bei konturschwachen Oberfl§chen oder ebe- 
nen Gegenst&nden in ungUnstigen Situationen keine 
Busreichende Anderung des Reflexionsbildes, wenn 
dabei der Ltehtschnitteffekt, d.h. die VerSnderung des 
von der Kamera erfaBten Bildes, die dazu gegenOber 
der Lichtquelle in einem bestimmten Winkel angeordnet 
sein muB, zu gering ausf§llt oder nicht sichtbar ist. 
[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, ein universell einsetzbares Oberwachungs- 
system zu schaffen. dessen Detektionsfahigkeit verbes- 
sert ist und damit seinen Sicherungszweck zuverlassig 
erfQltt. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
ist es, ein Oberwachungssystem zu schaffen, dessen 
Sch&rfentiefe verbessert ist und damit in der Lage ist. 



den zu ubenA/achenden Raum Qber den bodennahen 
Bereich hinaus mit einer grbBeren Tiefe bzw. den 
gesamten Raum zu Obenvachen. Noch eine weitere 
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Ubenva- 

5 chungssystem zu schaffen. bei dem kein bestimmter 
Winkel oder Vertlndungsleltungen zwischen der Licht- 
quelle und der Kamera erforderlich sind. 
[0007] Zur Ldsung dieser Aufgaben wird ein opto- 
elektronlsches Obenvachungssystem mit den Merkma- 

10 len des Anspruchs 1 vorgeschlagen. Gem^B der 
vorliegenden Erfindung umfaBt ein optoelektronlsches 
Oberwachungssystem zur Erfassung eines zu Obennra- 
chenden Raumbereichs mindestens einen Biidgeber, 
der ein aus einer Anzahl von in einer Fl&che angeordne- 

15 ten Bildpunkten enthattendes Biid erzeugt, eine 
Beleuohtungseinrichtung, die eine aus Lichtpunkten 
gebildete Linie (4) erzeugt, und eine Auswerteeinheit, 
die das vom Bildgei3er erfaBte Bild mit einem Referenz- 
bild vergleicht, wobei die Beleuchtungseinrichtung den 

20 zu Obenvachenden Raumberek:h nach einem kompte- 
xen Beleuchtungsmuster mit mindestens einer ungera- 
den Linie beleuchtet 

[0008] Das erfindungsgem^Be ObenA^chungssy- 
stem hat den Vorteil, daB durch die Beleuchtung des zu 

25 uberwachenden Raumbereichs nach einem komplexen 
Beleuchtungsmuster mit mindestens einer zumindest 
teilweise von einer Geraden abweichenden Linie Fehl- 
interpretationen durch die Auswerteeinheit besser ver- 
mieden werden und damit die Zuverl&sslgkeit des 

30 Oberwachungssystems erhSht wird. Ein weiterer Vorteil 
des erfindungsgemaBen Ubenvachungssystems 
besteht darin, daB durch die Beleuchtung des zu uber- 
wachenden Raumbereichs nach einem komplexen 
Beleuchtungsmuster die in einer FlSche angeordneten 

35 Bildpunkte des Bildgebers besser ausgenutzt wird, so 
daB eine VerSnderung oder eine UnregelmaBigkeit im 
zu Qbenvachenden Raumbereich zuverlassiger erkannt 
werden kann. Ein weiterer Vorteil des Ubenvachungs- 
systems gem§B der vorliegenden Erfindung liegt darin, 

40 daB die Scharfentiefe vertaessert ist und damit der Ober- 
wachungsbereich innerhalb des zu uberwachenden 
Raumbereichs Ober den Boden oder den bodennahen 
Bereich hinaus auf den gesamten zu Qbenftrachenden 
Raum ausgedehnt werden kann. 

45 [0009] Nach dem Erfindungsgedanken kann die 
Beleuchtungseinrichtung eine beliebige Lichtquelle 
sein, beispielsweise eine GIQhbime, in deren Strahlen- 
weg eine geeignete Blende eingebracht ist, durch die 
das von der Lichtquelle erzeugte Licht passiert, um eine 

50 aus Lichtpunkten gebildete Linie zu erzeugen, so daB 
der zu uberwachende Raumbereich nach einem kom- 
plexen Beleuchtungsmuster mit mindestens einer 
zumindest teilweise von einer Geraden abweichenden 
Linie beleuchtet wird. Das so erzeugte komplexe 

55 Beleuchtungsmuster wird in den zu Qberwachenden 
Raum bzw. auf die darin befindlichen Objekte projiziert 
und von diesen reflektiert Das reflektierte Licht wird 
von mindestens einem Biidgeber erfaBt, der dabei ein 
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aus einer Anzahl von in einer Fl&che angeordneten 
Bildpunkten enthattendes Bild erzeugt und dieses an 
die Auswerteetnheit welteiieitet, die das vom Bildgeber 
erfaBte Bild mit einem Reterenzbild vergleicht. 
[0010] Dabei kann das Referenzbild beispielsweise 
dem Bild entsprechen, das vorn Bildgeber des 
erfindungsgemSBen optoelektronischen Obenwa- 
chungssystems empfangen wlrd, wenn der zu Dberwa- 
chende Raumberetch frei ist. Alternativ kann das 
Referenzbild auch dem Blid entsprechen, das vorn Bild- 
geber empfangen wird. wenn sich in dem zu Qbenva- 
chenden Raumberetch Objekte befinden und diese eine 
vorgegebene Position einnehmen. Das Referenzbild 
kann in einem geeigneten Bildspeicher abgelegt sein, 
auf den die Auswerteetnheit zugreifen kann. 
[0011] Der Vergleich zwischen dem Referenzbild 
und dem vom Bildgeber aktuell erfaBten Bild durch die 
Auswerteeinhert kann fur jeden einzelnen Bildpunkt 
(Pixel) Oder fur eine Anzahl von Bildpunkten gemein- 
sam erfolgen. Wenn die Auswerteeinheit eine Abwei- 
chung zwischen dem Referenzbild und dem vom 
Bildgeber aktueil erfaBten Bild feststellt. so kann das 
Oberwachungssystem gemaB der vorliegenden Erfin- 
dung ein entsprechendes Uberwachungssignal ausge- 
ben. 

[0012] Das komplexe Beleuchtungsmuster mlt min- 

destens einer zumindest teilweise von einer Geraden 
abweichenden Linie kann beispielsweise aus einer 
Kombination von geraden, geknickten und/oder 
gekrOmmten Linien bestehen. Das komplexe Beleuch- 
tungsmuster kann insbesondere eine oder mehrere 
nebeneinander angeordnete oder sich kreuzende 
Schlangenlinien, Spiralen, Liniengitteroder jede andere 
beliebige zweidimensionale geometrische Form mit 
mindestens einer zumindest tetlweise von einer Gera- 
den abweichenden Linie aufwetsen. Durch die Beleuch- 
tung des zu Qberwachenden Raumbereichs nach einem 
solchen komplexen Beleuchtungsmuster mit minde- 
stens einer zumindest teilweise von einer Geraden 
abweichenden Linie kann eine Abweichung zwischen 
dem Referenzbild und dem aktuell erfaBten Bild eindeu- 
tiger festgestellt werden, als dies mit einer flachigen 
Ausleuchtung oder einer Beleuchtung mit einer einfa- 
chen geraden Linte m5glich ist Dadurch kann mit 
einem optoelektronischen Oberwachungssystem 
gemaB der vorliegenden Erfindung die Anwesenheit 
von Objekten in dem zu ubenA^achenden Raumbereich 
bzw. deren kon-ekte Position zuverl^iger festgestellt 
werden. 

[0013] In den Unteransprflchen sind weitere vorteil- 
hafte Ausfuhrungsfomnen des optoelektronischen Uber- 
wachungssystems gem^B der vorliegenden Erfindung 
angegeben. 

[001 4] Bei einer vorteilhaften Ausf Qhrungsform des 
erfindungsgemaBen optoelektronischen Ubenva- 
chungssystems wlrd als Beleuchtungseinrichtung eine 
Laserlichtquelle venvendet, die in der Lage ist, einen 
diskreten Lichtstrahi mit einer Brelte von wenigen Mllll- 
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metern zu erzeugen, der die Linie bildet, welche das 
komplexe Beleuchtungsmuster venvirklicht Die Ver- 
wendung einer LaserOchtquelle als Beleuchtungsein- 
richtung hat den Vorteil, daB sie bereits einen 

5 hinreichend gebOndelten Lichtstrahi aussendet, mit 
dem eIn komplexes Beleuchtungsmuster erzeugt wer- 
den kann, ohne daB die Verwendung von Blenden oder 
aufwendigen optischen StrahlengSngen erforderiich ist. 
Die Venvendung von Laseriicht hat ferner den Vorteil, 

70 daB dieses auch von konturschwachen OberflSchen in 
eindeutig detektierbarer Weise reflektiert wird. 
[0015] Nach einer weiteren vorteilhaften AusfOh- 
rungsform des erfindungsgemSBen optoelektronischen 
Uberwachungssystems wird der von der Beleuchtungs- 

15 einrichtung erzeugte Lbhtstrahi von einer optischen 
Ablenkeinheit insbesondere periodisch abgelenkt, urn 
das durch die ungerade Linie venvirklichte komplexe 
Beleuchtungsmuster zu erzeugen. Dazu kann jede 
geeignete optische Ablenkeinheit venwendet werden, 

20 durch die ein Lichtstrahi insbesondere periodisch derart 
abgelenkt wlrd, daB ein komplexes Beleuchtungsmu- 
ster mit mindestens einer zumindest teilweise von einer 
Geraden abweichenden Linie entsteht. 
[0016] . Die optische Ablenkeinheit wird vorzugs- 

25 weise so gesteuert, daB sie den von der Beleuchtungs- 
einrichtung erzeugten Lichtstrahi In zwel zuelnander 
senkrecht stehenden Ebenen ablenkt. Die Ablenkung 
des Lichtstrahls in zwei zuelnander senkrecht stehen- 
den Ebenen bietet besonders bei Verwendung einer 

30 Laserlichtquelle als Beleuchtungseinrichtung die Mdg- 
lichkeit, Jedes beliebige komplexe Beleuchtungsmuster, 
beispielsweise eine Kombination aus nebeneinander 
angeordneten oder sich kreuzenden Geraden, geknick- 
ten und/oder gekrOmmten Linien, wie z.B. Schlangenli- 

35 nien, Unlengitter, Spiralen oder jede andere 
zweidimensionale Fomi zu erzeugen. 
[0017] Nach einer weiteren vorteilhaften AusfOh- 
rungsform des erfindungsgemSBen Uberwachungssy- 
stems kann auch nur ein bestimmter Raumwlnkel- 

40 bereich innerhalb des zu Qbenvachenden Raumes nach 
einem komplexen Beleuchtungsmuster mit mindestens 
einer zumindest teilweise von einer Geraden abwei- 
chenden Linie beleuchtet werden. Dadurch wird der 
Vorteil erzlelt, daB nicht der gesamte zu Qberwachende 

45 Raum, sondern nur ein bestimmter Raumwinkelbereich 
innerhalb dieses Raumes vom Obenvachungssystem 
erfaBt wird, was durch die Anordnung entsprechender 
Blenden oder geeigneter optischer Ablenkelnhelten im 
Strahlengang der Beleuchtungseinrichtung errefcht 

50 werden kann. Auf diese Weise kBnnen Bereiche des 
Raumes, die keinerKontroile durch das Ubenwachungs- 
system unterzogen werden sollen. auBer acht gelassen 
werden. DarQber hinaus kann so die von der Auswerte- 
einheit zu verarbeltende Datenmenge reduzlert werden. 

55 [0018] Es ist weiterhin von Vorteil, wenn die 
Beleuchtungseinrichtung des optoelektronischen Uber- 
wachungssystems gemSB der vorliegenden Erfindung 
Im Pulsbetrleb betrleben wird, so daB die Beleuch- 
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tungseinrichtung nicht andauernd aktiviert sein mul3. Im 
Pulsbetrieb sendet die Beleuchtungseinrichtung einen 
Lichtimpuis aus, der ausreichend ist, das gewQnschte 
komplexe Beleuchtungsmuster vollstSndig zu erzeugen. 
[0019] Der Pulsbetrieb der Beleuchtungseinrich- 
tung ist vorzugsweise mit dem Bildgeber des 
erfindungsgennSBen Gberwachungssystems synchroni- 
siert» so daB der Bildgeber nur dann die reflelctierten 
Lichtstrahlen empfSngt. urn daraus ein aus elner Anzahl 
von in einer FlSche angeordneten Blldpunkten enthal- 
tendes Bild zu erzeugen, wenn die Beleuchtungsein- 
richtung aktiviert ist und einen Lichtimpuis aussendet 
Dabei ist der von der Beleuchtungseinrichtung ausge- 
sendete Lichtimpuis ausreichend, urn das gewQnschte 
Beieuchtungsmuster zumindest einmal votlstSndig zu 
erzeugen, so daB das fOr die Erzeugung des aktuell 
erfiaBten Bildes verwendete Beieuchtungsmuster mft 
dem Beieuchtungsmuster, das dem Referenzbild 
zugrundeliegt, Gbereinstimmt. Der mit dem Bildgeber 
synchronisterte Pulsbetrieb der Beleuchtungseinrich- 
tung des erfindungsgemSBen optoelektronischen Gber- 
wachungssystems hat ferner den Vorteil, daB die von 
der Auswerteeinheit zu verart^eitende Datenmenge ver- 
ringert wird. 

[0020] Nach einem weiteren Aspekt der vorOegen- 
den Erfindung kann der Bildgeber des optoelektroni- 
schen Ubenwachungssystems mit einem BandpaBfiiter 
ausgestattet sein, der auf die Weilenlange des von der 
Beleuchtungseinrichtung erzeugten Lichtes abgestimmt 
ist. Insbesondere be) Verwendung einer Laserlicht- 
quelle als Beleuchtungseinrichtung, die Licht in einem 
bestimmten, eng begrenzten Wellenlangenbereich aus- 
sendet, kann der Bildgeber mit einem optischen Band- 
paBfiiter versehen sein, der ausschlieBlich Licht in dem 
Wellenlangenbereich passieren iaBt, das von der 
Beleuchtungseinrichtung ausgestrahlt wird. Dadurch 
werden Beeintrachtigungen des vom Bildgeber erfafBteh 
Bildes aufgrund von FremdeinflOssen durch andere 
Lichtquellen als die Beleuchtungseinrichtung des Gber- 
wachungssystems Oder sonstige storende Lichteffekte 
vemrjieden. 

[0021] Das optoeiektronische Obenvachungssy- 
stem funktioniert in einer weiteren AusfCihrungsfomn 
besonders zuveriSssig, wenn als Bildgeber eine digitate 
Kamera verwendet wird, die eine Anzahl von in einer 
Matrix angeordneten Halbleitersensoren, wie z.B. Pho- 
todioden. CCD- (Charge Coupled Device) oder CID- 
(Charge Injection Device) Matrizen, aufweist Durch die 
Venvendung derartiger Kameras als Bildgeber k6nnen 
Abweichungen zwischen dem Referenzbild und dem 
aktuell erfaBten Bild aufgrund der Anwesenheit von 
Objekten in dem zu Qberwachenden Bereich besonders 
ieicht detektiert werden, wie nachfolgend beschrieben 
wird. Dies ergibt sich insbesondere aus der vorteilhaf- 
ten Kombination der Venwendung einer digitalen 
Kamera als Bildgeber und der Beleuchtung des zu 
Qberwachenden Raumberetehs nach einem bestimm- 
ten komplexen Beieuchtungsmuster, da die Halbleiter- 



sensoren der digitalen Kamera in einer Matrix fISchig 
angeordnet sind und auf Veranderungen der Helligkeit 
besonders empfindlich reagieren. 
[0022] Das in den zu Qbenwachenden Raum proji- 

5 zierte bestimmte Beleuclitungsmuster wird reflektiert 
und erzeugt in der digitalen Kamera auf der Matrix der 
fliichig angeordneten Halbleitersensoren ein bestlmm- 
tes Reflexionsbild, wobel vorzugsweise jedem einzel- 
nen Bildpunkt ein bestimmter Helligkeitswert 

10 zugeondnet wird. Die Helligkeltswerte des aktuell erfaB- 
ten Bildes werden mit den Helligkeltswerten eines in 
einem Bildspeicher abgelegten Referenzbildes vergli- 
Chen und auf Abweichungen hin uberprQft. 
[0023] Dieser Vergleich kann pixelweise, d.h. fur 

75 jeden einzelnen Bildpunkt, erfoigen oder fur eine Anzahl 
von zusammengefeBten Blldpunkten, indem die 
Summe der Helligkeltswerte einer Anzahl von benach- 
barten Blldpunkten des aktuell erfaBten Bildes addiert 
und mit der Summe der Helligkeltswerte der entspre- 

20 chenden Bildpunkte des Referenzbildes verglichen wer- 
den. 

[0024] Um genngfugige Abweichungen des aktuell 
erfaBten Bildes vom Referenzbild durch unwesentliche 
VerSnderungen des zu Qberwachenden Raumes zu ver- 

25 nachi§ssigen, kann der Vergleich des aktuell erfaBten 
Bildes mit dem Referenzbild auch nur auf bestimmte 
Bildpunkte beschrankt werden, insbesondere auf dieje- 
nigen Bildpunkte, deren Helligkeitswert durch das 
Reflexionsbild des bestimmten Beleuchtungsmusters 

30 von den Helligkeitswerten anderer Bildpunkte deutlich 
unterscheiden. 

[0025] Eine weitere Mdglichkeit, die Empfindlichkeit 
des erfindungsgemaBen optoelektronischen Ubenva- 
chungssystems einzustellen und damit Fehlinterpreta- 

35 tionen zu vemneiden, besteht darin, der Auswerteeinheit 
fQr die Berechnung der Abweichung zwischen dem 
aktuell erfaBten Bild und dem Referenzbild einen Tole- 
ranzberelch zugrundezulegen, so daB das Ubenva- 
chungssystem nur dann ein entsprechendes 

40 Gberwachungssignal ausglbt, wenn dieser Toleranzbe- 
rek;h uberschritten ist. 

[0026] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausfuh- 
rungsform der voriiegenden Erfindung kann der Bildge- 
ber und die Beleuchtungseinrichtung des 

45 optoelektronischen Gberwachungssystems in dersel- 
ben Richtung auf den zu Qberwachenden Raumbereich 
ausgerichtet sein. Diese M5glichkeit ergibt sich daraus, 
daB der zu Qbenwachende Raumbereich nach einem 
komplexen Beieuchtungsmuster mit mindestens einer 

50 zumindest teilweise von einer Geraden abweichenden 
Linie beleuchtet wird. so daB die Anwesenheit von 
Objekten im zu Qberwachenden Raumbereich jeden- 
fails eine deutiiche VerSnderung des Reflexionsbildes 
Im Bildgeber des GbenA^achungssystems gegenuber 

55 einem ungest6rten Strahlungsveriauf verursacht, selbst 
wenn der Bildgeber und die Beleuchtungseinrichtung in 
derselben Richtung auf den zu Qberwachenden Raum- 
berebh ausgerichtet sind. 
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[0027] Aufgrund der Tatsache, daB nach der vorlie- 
genden Erfindung der Bildgeber und die Beleuchungs- 
einrichtung des optoeiektronlschen Oberwachungs- 
systems in derselben Richtung auf den zu Qberwachen- 
den Raumbereich ausgehchtet sein k6nnen und dabe! 
elne zuverlSssige Fallunterscheidung zwischen einem 
unbeeintrSchtigten Strahlenvertauf und einem ver^n- 
derten Strahlenverlauf gewShrleistet ist, kann nach 
einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform vorgese* 
hen sein, daB der Bildgeber und die Beleuchtungsein- 
richtung gemeinsam in einem Gehfiuse untergebracht 
sind. Dadurch wird das optoelektrontsche Ubenva- 
chungssystem gemSB der vortiegenden Erfindung ins- 
gesamt kompakter, der Bildgeber und die 
Beleuchtungseinrichtung mussen nicht mehr in einem 
m5glichst weiten Winkei separat voneinander montiert 
werden, was die Installation des ObenA/achungssy- 
stems erheblich verelnfacht und es sind keine Verbin- 
dungsleitungen zwischen der Beleuchtungseinrichtung 
und dem Bildgeber mehr erforderlich. 
[0028] AnschlieBend wird die Funktionswelse elnes 
optoeiektronlschen Uberwachungssystems gennaB der 
vorllegenden Erfindung beispielhaft anhand der beige- 
fOgten Zeichnung eriautert. In der Zeichnung ist ein 
erfindungsgemaBes optoelektronisches Uberwa- 
chungssystem in einer bevorzugten AusfQhrungsfbrm 
raumlich dargestellt. 

[0029] Die einzige Rgur der Zeichnung zeigt einen 
zu uberwachenden Raumbereich 3, in dessen Decken- 
bereich sich elne Beleuchtungseinrbhtung 1 sowie ein 
Bildgeber 2 befinden. In dem dargestellten Beispiel ist 
der Bildgeber 2 in dem Deckenbereich gegenQber der 
Beleuchtungseinrichtung 1 angeordne't. Die Beleuch- 
tungseinrichtung 1 und der Bildgeber 2 k5nnen ]edoch 
auch in einem anderen PositionsverhSltnls zueinander 
angeordnet werden. 

[0030] Die Beleuchtungseinrichtung 1 erzeugt eine 
aus Lichtpunkten gebildete Linie und beleuchtet den zu 
Obenvachenden Raumbereich 3 nach einem komplexen 
Beleuchtungsmuster mit mindestens einer zumindest 
teilweise von einer Geraden abweichenden Linie 4. Zur 
Erzeugung des komplexen Beleuchtungsmusters kon- 
nen geeignete Blenden (nicht gezeigt) in den Strahlen- 
gang der Beleuchtungseinrichtung eingefOhrt sein. 
Nach einer bevorzugten AusfOhrungsfomn lenkt eine 
optische Ablenkeinheit (nicht gezeigt) den Lichtstrahl 
insbesondere in zwei zueinander senkrecht stehenden 
Ebenen ab. Auf diese Weise kann ein komplexes 
Beleuchtungsmuster in jeder beliebigen zweidimenslo- 
nalen Form erzeugt werden, beispielsweise eine Kombi- 
nation aus nebeneinander angeordneten Oder sich 
kreuzenden Geraden, geknickten und/oder gekrumm- 
ten Ltnien, wie z.B. Schlangenlinien, Liniengitter Oder 
Spiralen. 

[0031] In dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel 
handelt es sich bei dem Beleuchtungsmuster urn zwei 
nebeneinander angeordnete Schlangenlinien 4. Das 
Beleuchtungsmuster wird derart In den zu Qberwachen- 



den Raumbereich 3 projiziert, daB es diesen mSgfichst 
vollstSndig abdeckt. In dem dargestellten Fall ist der zu 
Qbenvachende Raumbereich 3 frei, so daB das 
Beleuchtungsmuster ungehindert auf den Boden 5 und 
5 die Seitenwande 6 des zu Qberwachenden Raumbe- 
reichs 3 projiziert wird. 

[0032] Das in den zu uberwachenden Raumbereich 
3 projizierte Beleuchtungsmuster wird vom Boden 5 und 
den SeltenwSnden 6 des zu Qbenvachenden Raumbe- 

10 reichs 3 Oder von darin befindlichen Objekten (nicht 
gezeigt) reflektlert und vom Bildgeber 2 erfaBt, der 
dabei ein aus einer Anzahl von in einer FISche angeord- 
neten Bildpunkten enthaltendes Bild erzeugt In der dar- 
gestellten Situation bei fretem zu uberwachendem 

15 Raumbereich kann ein Referenzbiid erzeugt werden, 
das vom Bildgeber 2 erfaBt wird und in einem geeigne- 
ten Bildspeicher (nicht gezeigt) zum sp&teren Vergleich 
gespeichert wird. 

[0033] Wenn sich nun in den zu Qberwachenden 
20 Raumbereich 3 eine Person oder ein sonstiges Objekt 
befindet, wird das Reflexionsbild des in den zu Qberwa- 
chenden Raumbereich 3 projizierten Beleuchtungsmu- 
sters verandert und durch den Bildgeber 2 erfaBt. Das 
vom Bildgeber 2 aktuell erfaBte Bild wird durch eine 
25 Auswerteeinheit (nk^ht gezeigt) mit dem gespeicherten 
Referenzbiid verglichen. Wenn die Auswerteeinheit 
Abweichungen zwischen dem vom Bildgeber 2 aktuell 
erfaBten Bild und dem gespeicherten Referenzbiid fest- 
stellt, kann das optoelektronische Oberwachungssy- 
30 stem ein entsprechendes Uberwachungssignal 
ausgeben. 

[0034] Alternativ kann das Referenzbiid einem Bild 
entsprechen, das vom Bildgeber 2 des erflndungs- 
gem§Ben optoeiektronlschen ObenA/achungssystems 

35 empfangen wird, wenn in dem zu Qberwachenden 
Raumbereich 3 beflndliche Objekte elne vorgegebene 
Position einnehmen. Eine Abweichung zwischen einem 
derart erzeugten Referenzbiid gegenOber einem durch 
den Bildgeber 2 aktuell erfaBten Bild gibt dann etnen 

40 Hinwels darauf, daB die in dem zu uberwachenden 
Raumbereich 3 befindlichen Objekte ihre urspriingliche 
Position verandert haben, woraufhin das optoelektroni- 
sche Oberwachungssystem ein entsprechendes Uber- 
wachungssignal ausgeben kann. 

45 [0035] Aufgrund des Beleuchtungsmusters mit min- 
destens einer zumindest teilweise von einer Geraden 
abweichenden Linie ist folglich eine elndeutige Fallun- 
terscheidung moglich, ob der zu Qberwachende Raum- 
bereich 3 frel ist oder sich Objekte darin befinden bzw. 

50 diese ihre Position gegenQber einer ursprQnglichen 
Position verandert haben, da auch konturschwache 
Oberfi§chen oder ebene Gegenst§nde eine signifikante 
Veranderung des Reftexionsbildes des in den zu uber- 
wachenden Raumbereich 3 projizierten komplexen 

55 Beleuchtungsmusters hervorrufen. 

[0036] Die Beleuchtung des zu uberwachenden 
Raumberelchs nach einem komplexen Beleuchtungs- 
muster mit mindestens einer zumindest teilweise von 
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einer Geraden abweichenden Llnle 4 eriaubt es deshalb 
auch, den Bildgeber2 und die Beleuchtungseinrichtung 
1 in derselben Richtung auf den zu uberwachenden 
Raumbereich 3 auszurichten. Nach einer bevorzugten 
AusfOhrungsform kann deshalb ein optoelektronisches 5 
Oberwachungssystem gemSB der Erflndung derart aus- 
gestaltet sein, daf3 der Blldgeber 2 und die Beleuch- 
tungseinrichtung 1 gemeinsam in einem GehSuse 
untergebracht sind. Auf diese Weise sind kelne Verbin- 
dungsleltungen zwischen der Beleuchtungseinrichtung w 
1 und dem Bildgeber 2 nnehr erforderlich, der Platzbe- 
darf ist verringert und die installation vereinfacht, wah- 
rend die ZuverlSssigkeit der OberprOfung eines zu 
Qberwachenden Raumbereichs 3 auf die Anwesenheit 
Oder die korrekte Position von Objekten verbessert ist. 75 

Liste der Bezuaszeichen 
[0037] 

20 

1 Beleuchtungseinrichtung 

2 Bildgeber 

3 Qberwachter Raumbereich 

4 Projektion des Beluchtungsmusters 

5 Boden des uberwachten Raumbereichs 3 25 

6 Seitenwand des Oberwachten Raumbereichs 3 

Patentanspruche 

1. Optoelektronisches Oberwachungssystem zur 30 
Erfassung eines zu Qberwachenden Raumberebhs 

(3) mit mindestens einem Bildgeber (2), der ein aus 
einer Anzahl von in einer Flache angeordneten 
Bildpunkten enthattendes Biid erzeugt, einer 
Beleuchtungseinrichtung (1), die eine aus Lbht- 35 
punkten gebildete LInie (4) erzeugt, und einer Aus- 
werteeinheit, die das vom Bildgeber (2) erfaf3te Bild 
mit einem Referenzblld vergleicht, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Beleuchtungseinrichtung (1) den zu uber- 4o 
wachenden Raumbereich (3) nach einem komple- 
xen Beleuchtungsmuster mit mindestens einer 
zumindestteilweise von einer Geraden abweichen- 
den Linie (4) beleuchtet 

45 

2. Optoelektronisches Obenvachungssystem nach 
Anspruch 1 

dadurch gekennzeichnet, 
daB die Beleuchtungseinrichtung (1) eine Laser- 
lichtquelle ist, die einen diskreten Lichtstrahl so 
erzeugt, der die Linie (4) bildet. 

3. Optoelektronisches Ubenwachungssystem nach 
einem der vorangehenden AnsprOche 
gekennzeichnet durch 55 

eine optische Ablenkeinhelt, die den von der 
Beleuchtungseinrichtung (1) erzeugten Lichtstrahl 
insbesondere periodisch ablenkt, um das durch die 



ungerade Linie (4) venvirklichte komplexe Beleuch- 
tungsmuster zu erzeugen. 

4. Optoelektronisches Oberwachungssystem nach 
Anspruch 3 

dadurch gekennzeichnet, 
dal3 die optische Ablenkeinheit den von der 
Beleuchtungseinrichtung (1) eizeugten Lichtstrahl 
insbesondere in zwei zueinandersenkrecht stehen- 
den Ebenen ablenkt. 

5. Optoelektronisches Oberwachungssystem nach 
einem der vorangehenden AnsprOche 
dadurch gekennzeichnet, 

da3 die Beleuchtungseinrichtung (1) den zu Qber- 
wachenden Raum (3) nur in einem bestimmten 
Raumwinkeibereich beleuchtet 

6. Optoelektronisches Oberwachungssystem nach 
einem der vorangehenden Anspruche 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Beleuchtungseinrichtung (1) im Pulsbetrieb 
betrieben wird und mit dem Bildgeber (2) synchro- 
nisiert ist 

7. Optoelektronisches Oberwachungssystem nach 
einem der vorangehenden AnsprOche 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Bildgeber (2) einen optischen BandpaBfii- 
ter aufweist, der auf die Wellenlange des von der 
Beleuchtungseinrichtung (1) erzeugten Ltehtes 
abgestimmt ist 

8. Optoelektronisches Oberwachungssystem nach 
einem der vorangehenden Anspruche 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Bildgeber (2) eine digitale Kamera ist, die 
eine Anzahl von in einer Matrix angeordneten IHalb- 
leitersensoren, wie z.B. Fotodioden-, CCD- Oder 
CID-Matrizen, aufweist 

9. Optoelektronisches Oberwachungssystem nach 
einem der vorangehenden Anspruche 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Auswerteelnheit den IHeiligkeitswert minde- 
stens eines Bildpunktes des vom Bildgeber (2) 
erfaBten Bildes mit dem Hetligkeitswert des ent- 
sprechenden Bildpunktes des Referenzbildes ver- 
gleicht Oder die Summe der IHeHigkeitswerte einer 
Anzahl von Bildpunkten des vom Bildgeber (2) 
erfaBten Bildes mit der Summe der Helligkeitswerte 
der entsprechenden Bildpunkte des Referenzbildes 
vergleicht 

10. Optoelektronisches Oberwachungssystem nach 
einem der vorangehenden AnsprOche 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Referenzblld bei freiem zu Oberwachen- 
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den Raumberelch (3) erzeugt wird. 

11. Optoelektronisches Uberwachungssystem nach 
einem der vorangehenden Anspruche 

dadurch gekennzeichnet, 5 
daB das Referenzbild erzeugt wird, wShrend in dem 
zu ubenvachenden Raumberelch (3) befindliche 
Objekte eine vorgegebene Position einnehmen. 

12. Optoelektronisches UbenA^achungssystem nach io 
einem der vorangehenden AnsprOche 

dadurch gekennzeichnet, 
daf3 der Bildgeber (2) und die Beleuchtungseinrich- 
tung (1) in derselben Richtung auf den zu uberwa- 
chenden Raumbereich (3) ausgerichtet sind is 

13. Optoelektronisches Ubenvachungssystem nach 
einem der vorangehenden AnsprQche 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der Bildgeber (2) und die Beleuchtungseinrich- 20 
tung (1) gemeinsam in einem Geh&ise unterge- 
bracht sind. 
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